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Sposób absorpcji gazów odpadkowych zawierających
fluorowodór i/lub czterofluorek krzemu

i

Przedmiotem wynalazku jest sposób absorpcji
gazów odpadkowych zawierających fluorowodór
i/Lub czterofluorek krzemu.

Przy produkcji nawozów fosforowych z fosfo¬
rytów zawierających fluor metodą kwasowego lub 5
termicznego roztwarzania powstają wielkie ilości
gazów odpadkowych zawierających HF i SiF4, za¬
nieczyszczonych ponadto jeszcze pyłem fosforyto¬
wym. Stosunek HF : SiF4 w gazach odpadkowych
zależny jest od zawartości Si02 z fosforytu w 10
mieszaninie reakcyjnej. Znaczne ilości fluoru za-
wierają również gazy odpadkowe z produkcji alu¬
minium metodą elektrolityczną, wydzielające się
z kąpieli elektrolitycznych zawierających kriolit.

Te gazy odpadkowe muszą być ilościowo pozba- 15
wionę składnika fluorowego z uwagi na jego wła¬
ściwości toksyczne i ze względu na ochronę czy¬
stości atmosfery. Z drugiej strony zawarty w ga¬
zach fluor stanowi wartościowy surowiec, którego
wyodrębnienie lub odzyskanie ma duże znaczenie 20
gospodarcze.

Znany jest sposób absorbowania w wodzie ga¬
zów odpadowych, zawierających SiF4, w czasie
którego powstaje kwas sześciofluorokrzemowy
oraz wytrąca się wodzian kwasu krzemowego 25
zgodnie z następującym równaniem reakcji

3 SiF4 + 4 H20 = 2 H2SiF6 + Si(OH)4

Wskutek osadzania się tworzącego się przy tym
kwasu krzemowego nic można tu stosować dc 30

absorpcji gazów odpadowych zwykłych wież z
wypełnieniem. Z tego względu w znanych rozwią¬
zaniach stosowano wieże i komory rozbryzgowe.
W układach takich rozdrobnienie cieczy absorbu¬
jącej odbywa się za pomocą dysz, talerzy lub wal¬
ców rozbryzgowych.

Jednakowoż skuteczność tych urządzeń rozbryz¬
gowych jest ograniczona, gdyż obok absorpcji ga¬
zów jednocześnie powinno się uzyskiwać technicz¬
nie wartościowy kwas sześciofluorokrzemowy (o
zawartości co najmniej 10% H2SiF6), zaś powsta¬
jącą zgodnie z równaniem reakcji (1) zawiesinę
absorpcyjną trzeba utrzymywać w obiegu za po¬
mocą pomp cyrkulacyjnych w celu jej zatężenia.

W tym przypadku wskutek wydzielającego się
w cieczy absorpcyjnej kwasu krzemowego docho¬
dzi do zatykania się dysz, obrastania walców lub
talerzy rozbryzgowych albo nagromadzenia się
osadów kwasu krzemowego w wieżach lub ko¬
morach, przez co w krótkim czasie następuje spa¬
dek stopnia oddzielenia fluoru i zachodzi koniecz¬
ność prowadzenia ustawicznych, ogromnie praco¬
chłonnych, ręcznych robót oczyszczających w celu
utrzymania systemu w stanie pełnej sprawności
zgodnie z przepisami o ochronie czystości atmo¬
sfery.

Podobne zjawiska zachodzą również w czasie
absorpcji zawierających głównie fluorowodór ga¬
zów odpadowych z fluorowania fosforytów lub z
komór elektrolitycznych przy produkcji aluminium,
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gdyż gazy te są z natury silnie zapylone, zaś pyl
przejmuje w tym przypadku szkodliwą rolę wo-
dzianu kwasu krzemowego. Znany jest dalej spo¬
sób absorpcji zawierających fluor gazów odpado¬
wych za pomocą absorberów eżektorowych Ven-
turi'ego (absorbery strumieniowe). Również i tu¬
taj, z powodu wydzielającego się kwasu krzemo¬
wego lub zawartości pyłów w gazach, zachodzi
zjawisko erozji dysz albo ich zatykania się kwa¬
sem krzemowym i/lub pyłem. Znany jest dalej
sposób absorpcji tego rodzaju gazów odpadowych
na absorberach o półkach perforowych, przy czym
płyty perforowane są od strony dopływu gazu
zraszane i w ten sposób oczyszczane z osadzają¬
cego się kwasu. krzemowego lub pyłu. Niedogod¬
ność tej metody polega na tym, że znajdujący
się w obiegu roztwór absorpcyjny musi być w
sposób ciągły uwalniany od pyłu alko kwasu krze¬
mowego, w celu zapobieżenia zatykania się i ero¬
zji dysz.

Zadaniem niniejszego wynalazku jest udosko¬
nalenie sposobu i urządzenia do absorpcji, które
by pozwalały, bez konieczności stosowania wraż¬
liwych na uszkodzenia urządzeń rozbryzgowych,
praktycznie ilościowo absorbować zawierające flu¬
orowodór i/lub czterofluorek krzemu gazy odpa¬
dowe, przy czym powstawałaby zawiesina absor¬
pcyjna, o dostatecznie wysokim dla dalszej prze¬
róbki stężeniu H^SiFg, bez nagromadzania się
osadów wodzianu kwasu krzemowego i/lub czą¬
stek pyłu w urządzeniach absorpcyjnych.

Nieoczekiwanie stwierdzono, że zawierające flu¬
or gazy odpadkowe, w szczególności z produkcji
nawozów fosforowych, wydzielające się w czasie
kwasowego roztwarzania fosforytów, można ilo¬
ściowo absorbować, bez tworzenia się osadów
kwasu krzemowego, jeśli proces absorpcji prowa¬
dzi się w stabilnej pieniącej się warstwie pęche¬
rzykowej na półkach szczelinowych, w których
stosunek szerokości szczeliny do szerokości śród-
nika wynosi od 1 : 0,5 do 1 : 1,5, korzystnie 1 : 1.
Zawierające fluor gazy odpadkowe przepływające
przez kolumnę z półkami szczelinowymi napoty¬
kają spływającą w przeciwprądzie wodę lub wod¬
ny roztwór kwasu sześciofluorokrzemowego jako
ciecz absorpcyjną, przy czym przy szybkości mi¬
nimalnej zawierających fluor gazów odpadkowych
równej 4 m/sekundę tworzą się nad półkami szcze¬
linowymi według wynalazku stabilne warstwy
pęcherzykowe, w których zawierające fluor gazy
odpadkowe ulegają zaabsorbowaniu.

Przy zachowaniu wyżej określonego stosunku
szerokości szczeliny do szerokości śródnika i w

warunkach tworzenia się spienionej warstwy pę¬
cherzykowej w sposobie według wynalazku uzy¬
skuje się efekt samooczyszczania siię półek szcze¬
linowych od porywanych cząstek pyłu i/lub wo-

5 dzianu kwasu krzemowego i dzięki temu udaje
się przeprowadzić bezawaryjnie w sposób ciągły
absorpcję zawierających fluor gazów odpadkowych
z odzyskiem dającego się technicznie zużytkować
kwasu sześciofluorokrzemowego, bez potrzeby prze-

io rywania od czasu do czasu procesu absorpcji w
celu wykonania robót oczyszczających.

Poniższy przykład sposobu wykonania powinien
bliżej wyjaśnić istotę wynalazku.

is Przykład. 400 m3/godzinę gazów odpadkowych
o zawartości 10 g SiF^m3 wchodzi w punkcie (1)
na służącą jako urządzenie absorpcyjne kolumnę
(A) z półkami szczelinowymi, przepływa kolejno
przez cztery półki szczelinowe (B) o stosunku sze-

20 rokości szczeliny do szerokości śródnika 1 :1 i wy¬
pływa z kolumny w punkcie i(2).

Ciecz absorpcyjną — wodny roztwór kwasu
sześciofluorokrzemowego o zawartości 10% H2SiF6
— doprowadza się z szybkością 4 m8/godz. z od-

25 bieralnika C, za pomocą pompy obiegowej D, w
punkcie (3) na głowicę kolumny (A) o półkach
szczelinowych skąd spływa w dół poprzez płytę
rozdzielającą (E) i kolejno poprzez półki szczeli¬
nowe wracając z powrotem w punkcie (4) do od-

30 bieralnika (C). W tych warunkach na poszcze¬
gólnych półkach szczelinowych tworzą się stabil¬
ne pieniące się warstwy pęcherzykowe, w których
proces absorpcji SiF4 zachodzi z wydajnością
99,9%-ową. Zawartość fluoru w gazach odloto-

35 wych wynosi zaledwie 70 mg/m3. Zbierający się
w odbieralniku (C) zatężony roztwór kwasu sze¬
ściofluorokrzemowego odpływa w punkcie (6) z
szybkością 35 1/godz. W celu utrzymania stężenia
kwasu w cieczy absorpcyjnej na stałym poziomic

4o doprowadza się w punkcie (5) 35 1/godz. wody.

Zastrzeżenie patentowe

45 Sposób absorpcji gazów odpadkowych zawiera¬
jących fluorowodór i/lub czterofluorek krzemu, w
wodzie lub w wodnym roztworze kwasu sześcio¬
fluorokrzemowego w absorberze z półkami szcze¬
linowymi, znamienny tym, że proces absorpcji pro¬

so wadzi się w stabilnej spienionej warstwie pęche¬
rzykowej na półkach szczelinowych, w których
stosunek szerokości szczeliny do szerokości śródni¬
ka wynosi 1 : 0,5 — 1 :1,5, korzystnie 1 :1.
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